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１．概要（Summary） 

本研究では、マイクロボロメータ型赤外線センサと吸収

波長の異なるプラズモニックナノ構造光吸収体を集積す

ることで、分光機能を有する赤外線センサの実現を目的と

している。そのためのセンサデバイスの作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

住友精密 PECVD 装置、住友精密 TEOS PECVD 装

置、芝浦スパッタ装置 

【実験方法】 

本実験では、まずバルクシリコン（Si）基板上にシリコン

窒化膜（SiN）を成膜した。SiN 上にパターニングした金

配線の上に、金ナノグレーティング構造を作製した。グレ

ーティング構造のピッチを変えることで、吸収波長を制御

することができる。SiN 梁構造を作製し、バルク Si を等方

的にエッチングすることでリリースし自立構造を作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に作製した構造の SEM 写真を示す。破損なく

自立構造を作製できることを確認した。7 本の梁を集積し

ており、それぞれの梁で異なるピッチの金ナノグレーティ

ング構造を作製することができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  SEM images of fabricated microbeam 

structures with NIR optical absorber. 


